POLSKA
RZECZPOSPOLITA
LUDOWA

OPIS PATENTOWY

29113

Patent dodatkowy
do patentu: *

, Pierwszenstwo:
URZAD
PATENTOWY
P H l_ Opublikowano:

Zgloszono: 12. IV. 1968 (P 126 407)

28.11. 1970

K1. 42 mS, 7/15

aMb 56

MKP

[CZYTELNIA

edu Pasentowen-
Polskief ~ Nzeczypasess: |

Wspéltworcy wynalazku: Andrzej Kowalski, mgr inz. Lech Swigc, inz.
Wojciech Wisniewski

WiaSciciel patentu: Zaklad Dc;éwiadczalny Instytutu Maszyn Matematycz-
nych, Warszawa (Polska)

Bezdotykowy sposob dokladnego pomiaru przesuniecia
elementu bedacego w stanie niestabilnym

1

Przedmiotem wynalazku jest bezdotykowy spo-
s6b dokladnego pomiaru przesuniecia elementu be-
dacego w stanie niestabilnym a w szczegélnoéci
oddalenia plywajgcych glowic pamieci bebnowej
od no$nika. W znanych urzgdzeniach do pomiaru
przesuniecia ruchomego elementu stosuje sie me-
tode pomiaru iloici Swiatla przechodzgcego przez
szczeling miedzy elementem a nieruchoma po-
wierzchnig odniesienia lub dZzwignie optyczns.

Urzadzenia oparte na zasadzie pomiaru iloSci
$§wiatla przechodzacego przez szczeline wykazuja
przy malych szczelinach duze bledy i brak pow-
tarzalno$ci pomiaru poniewaz wplyw wspélezynni-
ka odbicia $§wiatta, katow odbicia, ugiecia i roz-
proszenia $§wiatla na powierzchni bazowej i ele-
mentu badanego oraz czulo§é¢ czujniké6w na kato-
we zmiany polozenia powierzchni wyznaczajacych
szczeline prowadzi do duzych réznic w pomiarze,
w zwiazku z tym skalowanie ukladu i jego kon-
trola sa bardzo klopotliwe, poza tym urzagdzenie
wymaga dobrego stabilizowania Zrodta $wiatla.

Urzadzenie oparte na zasadzie dzwigni optycz-
nej posiada zasadniczg niedogodno$¢ gdyz element
badany musi byé specjalnie przygotowany do do-
konania pomiaru przez umieszczenie na nim po-
wierzchni zwierciadlanej. Jest to szczegblnie nie
korzystne przy seryjnej kontroli elementéw. Po-
nadto urzadzenie wymaga odpowiednio duZych
odlegloéci miedzy elementem badanym a stanowi-
skiem odczytu.
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Zadaniem wynalazku jest stworzenie sposobu
umozliwiajgcego bezdotykowy pomiar przesuniecia
elementu ruchomego bedgcego w stanie niestabil-
nym Kktéry nie posiada wad znanych sposobow
oraz daje wiekszg dokladno$¢ pomiaru i jest pro-
sty w eksploatacji.

Zagadnienie to zostalo rozwigzane w ten sposoéb,
ze element badany przesuwa sie rownolegle do osi
optycznej mikroskopu a wynikiem pomiaru jest
roéznica odczytéw wykonanych w ten sposoéb, ze:
pomiaru odniesienia dokonuje sie gdy element
zajmuje polozenie poczatkowe i jednocze$nie znaj-
duiz sie w plaszczyznie przedmiotowej ukladu
optycznego mikroskopu, a nastepnie dokonuje sie
odczytu przesuniecia mikroskopu po doprowadze-
niu jego plaszczyzny przedmiotowej ukladu optycz-

nego mikroskopu do przesunietego elementu,
a przy drgajgcych elementach stosuje sie stro-
bowane o$wietlenie pola widzenia mikrosko-
pu.

W sposobie bedacym przedmiotem wynalazku
uzyskuje sie wysoka dokladno$§é i powtarzalno$é
pomiaru.

Urzadzenie pracujgce tym sposobem jest wy-
godne w eksploatacji przy przemystowej kontroli
elementow, eliminujgc konieczno§é stosowania
skomplikowanej i niewygodne] aparatury.

Wynalazek zostanie blizej objasniony na przy-
kladzie wykonania przyrzadu do mierzenia odle-
glosci polozenia glowicy z podparciem; areodyna-
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micznym pamieci bebnowej od powierzchni no§-
nika pokazanego na rysunku.

Glowica z podparciem areodynamicznym 2 umo-
cowana za pomoca elementu sprezystego 10 spo-
czywa czolem na nieruchomym bebnie 1. W takim
polozeniu obserwujac przez okular 11 dokonuje
sie ustawienia polozenia odniesienia pomiaru przez
wprowadzenie w plaszczyzne przedmiotows ukla-
du optycznego mikroskopu 3 tylnej §cianki 12 glo-
wi€y i dokonaniu odczytu na podzialce tarczy 4
polozenia mikroskopu.

Po ;vlaczeniﬁ napedu bebna 1 glowica 2 w wy-
niku wzrostu ci$nienia w szczelinie miedzy jej
czolem a powierzchnig bebna oddala sie od niego
na pewng ustalong odleglo§é zalezna od ksztaltu
powierzchni czolowej glowicy i szybko$ci obroto-
wej bebna.

Po ustaleniu sie polozenia glowicy 2 utrzymuja-
cej. sie pod wplywem ci$nienia powietrza w szcze-
linje, dokonuje si¢ powtérnego doprowadzenia
plaszczyzny przedmiotowej ukladu optycznego mi-
kroskopu 3 do tylnej §cianki glowicy 12 a nastep-
nie dokonuje sie odczytu przesuniecia mikroskopu
3 na podzialce tarczy 4 mechanizmu przesuwu 5.

Réznica odczytéw przesuniecia mikroskopu 3
jest ré6wna odsunieciu glowicy 2 od bebna 1.

MimoSrodowo$§¢ bebna wynikla z bledéw wyko-
nawczych przenosi sie podczas jego obrotéw na
glowice co powoduje jej oscylacje z czestotliwo-
§cig zgodng z iloScig obrotéw bebna i amplituda
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zblizong do podwdjnej wielkoSci mimosrodowosci
bebna.

Warto§é amplitudy drgan przekracza dopuszczal-
ny biad pomiaru. Stwarza to konieczno$§¢ dokona-
nia pomiaru przesuniecia gltowicy od bebna w $ci-
§le okreS§lonym polozeniu. Zapewnienie statego
punktu pomiarowego dokonywane jest przez spe-
cjalny uklad oSwietlajacy skladajacy sie z przy-
slony 8 ktérej szczelina odstania zar6wke 9 zawsze
w jednakowym polozeniu bebna, ukladu optyczne-
go o§wietlacza 7 oraz plytki $wiatlo-dzielgcej 6.
Przystona 8 jest sprzezona mechanicznie z bebnem.

Zastrzezenia patentowe

1. Bezdotykowy spos6b dokladnego pomiaru prze-
suniecia elementu bedacego w stamie niesta-
bilnym znamienny {ym, ze element badany
przesuwa sie réwnolegle do osi optycznej mi-
kroskopu przy czym pomiaru odniesienia do-
konuje sie gdy element zajmuje polozenie po-
czatkowe i znajduje sie w plaszczyZnie przed-
miotowej ukladu optycznego mikroskopu, a na-
stepnie dokonuje sie odezytu przesuniecia mi-
kroskopu po doprowadzeniu plaszczyzny przed-
miotowej ukladu optycznego mikroskopu do
elementu po jego przesunieciu,

2. Spos6h wedlug zastrz. 1 znamienny tym, ze
przy drgajacych elementach badanych stosuje
sie strobowane o$wietlenie pola widzenia mi-
kroskopu.
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